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摘要(译)

提供一种光学分析系统和方法，其中使用光源分析样品。 使用第一信号
处理电路处理光学传感器信号，并使用第二信号处理电路处理代表施加
到光源的驱动信号的电信号。 使用处理后的电信号作为参考，进一步处
理传感器信号以提高信噪比。
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